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（4）セクショントモグラフ撮影
（Section ３Ｄ撮影）

　Section ３Ｄは、多数の連続したセク
ショントポグラフ画像を撮影した後に連結
合成して３Ｄ化することにより欠陥を立体
的に観察する撮影方法です。図５にシリコ
ンのスリップをSection ３Ｄ撮影した画
像を示します。この図は合成した３Ｄ動画
からφ軸周りの４枚を抜き出したもので、
画像の下辺（ウェハ裏面）から上辺（ウェ
ハ表面）にかけてスリップ転位が走る様子
を立体的に観察することができます。

おわりに
　新型XRT装置はこれまでラボスケール
機で苦手だった発散Ｘ線ビームから平行Ｘ
線ビームへと刷新することにより欠陥撮影
手法の選択肢が広がりました。是非お気軽
にご相談ください。

はじめに
ラボスケールXRT装置（300mmφ対応）

は大ラング（XRT-300）、BedeScan、
XRTmicronと進化してきました。BedeScan
はオールデジタル方式の先駆け（第一世
代）でしたがXRT分析用として未成熟で
した。その後 CCDカメラの高性能化、Ｘ
線源技術の進展によりXRT撮影性能が大
幅に向上した第二世代のオールデジタル
XRT装置（XRTmicron）が開発されまし
た。弊社は昨年末にXRTmicronを導入し
XRT分析能力を拡充しました。本稿では
XRTmicronおよび撮影例について紹介し
ます。

X線トポグラフ装置（XRTmicron）
　XRTmicronの模式図を図１に示しま
す。試料ステージはリニア駆動（Ｘ軸、Ｙ
軸）とステージ回転（φ軸）から成り高精
度サンプルスキャンと回折面の方位調整
を行います。検出器は2.4μmCCDカメラ
と5.4μmCCDカメラから成り高解像度撮
影および高速撮影に用いられます。Ｘ線
源は微小焦点回転対陰極型の２連トラック
（Cu、Mo）となっており多層膜集光ミラー
と組み合わせて強力な疑似単色平行ビーム
を生成し、更に二結晶コリメータを自動切
替挿入できるようになっています。

　本装置は強力な平行ビーム＆高空間分解
能を実現することにより、従来ラボスケー
ル装置では出来なかったサンプル全面の高
精細XRT撮影（全面転位像撮影）、セクショ
ントモグラフ撮影、二結晶ロッキング撮影
が可能になっています。

評価事例
（1）シリコンウェハ
図２（A）、（B）に８インチウェハ（スリッ

プ発生材）の透過XRT画像と高解像度反
射XRT画像を示します。スリップがウェ
ハ外周で～数cm発生、外周近傍の高解像
度画像では<110>方向に列を成して並ぶ
多数のスポット（スリップ転位）を１本ず
つ詳細に観察することができます。
（2）SiCウェハ
図３（A）、（B）に４インチSiCウェハ

の透過XRT画像とその局所拡大図を示し
ます。局所拡大図ではショックレー型積層
欠陥およびらせん転位、基底面転位を詳細
に観察することができます。
（3）GaAsウェハ
図４（A）、（B）に３インチGaAsウェ

ハ全面の透過XRT画像および局所エリア
のスナップショット画像を示します。転位
密度の比較的多いGaAsウェハではボルマ
ン効果によるＸ線透過能は低下するにも拘
らず、ウェハ全面の透過画像および局所エ
リアの透過画像には欠陥分布や転位像が明
瞭に写っています。
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図１ XRTmicronの模式図

図２ シリコンウェハの撮影例  
　（g：回折ベクトル、以下同じ）

図３ SiCウェハの撮影例 守秘区分
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図４ GaAsウェハの撮影例

図５ シリコンのスリップをSection 3D撮影した画像
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（A）透過XRT
（解像度5.4μｍ）

（B）局所拡大図
（解像度5.4μｍ）
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